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(57) Die Erfindung betrifft eine Kontaktiereinrichtung zur
elektrischen Priifung von vorzugsweise unbestickten.
Feinleiterverdrahtungstrégern, die in allen Bereichen der
Elektrotechnik/Elektronik anwendbar ist. Erfindungsgeman
ist eine starre Kontaktplatte mit elastischen elektrisch
leitfahigen Kontakthiigeln versehen, die spiegelbildlich zum
Layout des zu priifenden Verdrahtungstrigers angeordnet
sind. Die Kontaktierung erfolgt durch Ansaugen der
Kontaktplatte auf dem zu priifenden Verdrahtungstrager.
Figur '

ISSN 0433-6461

7

Fig.

4  Seiten



Patentanspriiche:

1. Kontaktiereinrichtung zur elektrischen Priifung von vorzugsweise unbestiickten
Feinleiterverdrahtungstrégern mit einer starren Kontaktplatte, die mit einer Dichtung versehen ist
und mit einer Auflageplatte eine Kammer bildet, dadurch gekennzeichnet, daR die starre
Kontaktplatte (7) Kontakthlgel (3) aus einem elastischen, elektrisch leitfahigen Material und
Zufuhrungsleiterziige (4) tragt, da die Kontakthigel (3) entsprechend dem spiegelbildlichen Layout
des Verdrahtungstrégers (6) angeordnet sind und daB AnschluBstellen fiir Priifsignale (5) am Rande
der starren Kontaktplatte (7) angeordnet sind.

2. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR sich die Kontakthigel (3) und
die Zuflihrungsleiterziige (4) auf der dem Verdrahtungstrager (6) zugewandten Seite befinden, daR
die Zuflihrungsleiterziige (4) von einer Isolationsschicht bedeckt sind und daR die Héhe der
Kontakthiigel (3) groBer als die Dicke der Isolationsschicht ist.

3. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf die starre Kontaktplatte (7)
eine Keramikplatte ist und daR die Zufiihrungsleiterziige (4) in einer oder mehreren Ebenen
angeordnet sind.

4. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die starre Kontaktplatte (7)
aus Leiterplattenmaterial, wie Cevausit, besteht und auf beiden Seiten Zuflihrungsleiterziige (4)
trégt. o »

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Kontaktiereinrichtung zur elektrischen Priifung von weitgehend ebenen, vorzugsweise unbestlickten
Verdrahtungstragern mit einer Feinleiterverdrahtungsstruktur in Dick- oder Diinnschichttechnik.

Anwendungsgebiet der Erfindung sind alle Bereiche, in denen Verdrahtungstriger mit einer Feinleiterverdrahtungsstruktur
geprift werden miissen, z.B. in der Nachrichten- und Rechentechnik, der Konsumelektronik usw.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, daB gegenwartig flachige Verdrahtungstrager, wie Leiterplatten, zur Prifung der auf ihnen bestehenden
Verdrahtung vorrangig durch federnde Kontaktstifte an den interessierenden Priifstellen, zweckmaéligerweise den
Leiterzugenden, angetastet werden. .

Eine effektive elektrische Priifung erfordert dabei das gleichzeitige Antasten einer gro8en Anzahl von Priifpunkten, die
typischerweise (iber die gesamte Flache des Verdrahtungstragers verteilt sind, aber zum Teil auch eng nebeneinander liegen.
Mit sinkenden Leiterzugbreiten und -absténden, insbesondere bei Feinleiterverdrahtungstragern der Diinn- und
Dickschichttechnik, verringern sich die Abstinde der Prifpunkte und damit der Kontaktstifte, so daB die Stifte immer diinner
werden miissen, wodurch ihre Stabilitt abnimmt und die Schwierigkeiten bei der Fertigung der Stifte und die Kosten der
gesamten Kontaktiereinrichtung, auch Adaptiereinrichtung genannt, erheblich ansteigen. )

Aus der DE-OS 2749543 ist weiterhin eine elastische gedruckte Schaltung bekannt. Dabei werden auf einer Tragerplatte zur
Kontaktierung hohle Kontaktnasen ausgebildet, die mit einer Schicht aus elastomerem Material hintersetzt sind. Die Herstellung
einer solchen Schaltung ist kostenintensiv und technologisch kompliziert. ’
Im DD-WP 222976 wird eine Kontaktiereinrichtung mit Kontaktelementen aus einem elektrisch leitenden Stempel und einem
Formteil aus elektrisch leitfahigem Elastomer vorgeschlagen. Die Anordnung der Kontaktelemente im fiir
Feinleiterverdrahtungstrager notwendigen Rastermaf ist aus mechanischen Griinden nicht mdéglich.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist eine Kontaktiereinrichtung zum Prifen von Feinleiterverdrahtungstrégern, die einen einfachen Aufbau
besitzt und die sich effektiv und mit hoher Genauigkeit fertigen 1803,

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kontaktigreinrichtung zu schaffen, mit der die Verdrahtung auf vorzugsweise
unbestlickten, weitgehend ebenen Ein- und Meh rebenenverdrahtungstragern gepriift werden kann, wobei die Antastung von
mehreren, eng nebeneinander liegenden Kontaktstellen gleichzeitig moglich sein soll.

Erfindungsgemég wird die Aufgabe durch eine Kontaktiereinrichtung zur elektrischen Prifung von
Feinleiterverdrahtungstrégern mit einer starren Kontaktplatte, die mit einer Dichtung versehen ist und mit einer Auflageplatte
eine Kammer bildet, dadurch gelést, da die starre Kontaktplatte Kontakthiigel aus einem elastischen, elektrisch leitfahigen
Material und Zufiihrungsleiterziige tragt, dal die Kontakthiigel entsprechend dem spiegelbildlichen Layout des zu priifenden
Verdrahtungstragers angeordnet sind und daf® AnschluBstellen fiir Prufsignale am Rand der starren Kontaktplatte angeordnet
sind.



Eine Variante der Erfindung besteht darin, daf sich die Kontakthigel und die Zufiihrungsleiterziige auf der dem zu prifenden
Verdrahtungstrager zugewandten Seite befinden, daB die Zufiihrungsleiterziige von einer Isolationsschicht bedeckt sind und
daR die Hohe der Kontakthlgel groRer als die Dicke der Isolationsschicht ist. :

Eine weitere Variante besteht darin, daR die starre Kontaktplatte eine Keramikplatte istund da die Zufihrungsleiterziige in einer
oder mehreren Ebenen angeordnet sind. ‘

Besteht die starre Kontaktplatte aus Leiterplatten material‘wie 2.B. Cevausit, ist die Anordnung der Zufiihrungsleiterziige
beidseitig méglich. .

Der zu priifende Verdrahtungstriger wird auf einer geeigneten Auflageplatte positioniert und die fiir eine sichere Kontaktierung
notwendige Andruckkraft wird durch Unterdruck zwischen dem Verdrahtungstrager und der starren Kontaktplatte erzielt.

Die Andruckkraft kann auch durch Uberdruck oder auf mechanischem Wege erzeugt werden.

N

Ausfithrungsbeispiel

Die Erfindung wird nachstehend an einem Ausfihrungsbeispiel erldutert. Es zeigt die zugehdrige Fig. einen Schnitt durch die

- erfindungsgemalRe Kontaktiereinrichtung. ’ ' »

Die in der Figur dargestellte Kontaktiereinrichtung besteht aus einer Kontaktplatte 7 aus Keramik, auf die in Dinnschichttechnik
Zufiihrungsleiterziige aufgebracht sind. Entsprechend den gewiinschten Kontaktstellen auf dem Verdrahtungstrager 6 sind auf
der Kontaktplatte 7 Kontakthiigel 3 aus einem elastischen, elektrisch leitféhigen Material, z.B. Leitgummi 2621, aufgebracht.
Die Zufiihrungsleiterziige 4 werden an den Rand der Kontaktplatte 7 gefiihrt. Dort sind die AnschluBstellen fir die Priifsignale 5
angeordnet. Damit ist eine Auffacherung der AnschiuBstellen 5 méglich, um einen einfachen Abgriff der Priifsignale zu
gewahrleisten. .

Die starre Kontaktplatte 7 ist mit einer Dichtung 8 z. B. aus Schaumgummi versehen, damit zwischen Kontaktplatte und zu
prifendem Verdrahtungstréger 6 zum Kontaktieren ein Unterdruck erzeugt werden kann. Zu diesem Zweck ist die Auflage 9 mit
Anschliissen 2 fiir eine Vakuumpumpe versehen. o
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